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5. 利用可能な 

施設・装置等 

   

ナノハブ・クリーンルーム  試作した３次元構造体 

【主なプロセス装置】レーザー直接描画装置、高速マスクレス露光装

置、移動マスク紫外線露光装置、露光装置（ステッパ）、両面マスクア

ライナー、厚膜フォトレジスト用スピンコーティング装置 他 

     

高速マスクレス露光装置   レーザー直接描画装置 
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9. 特記事項 

京大ナノハブ拠点に設置されている高速マスクレス露光装置や移動マ

スク紫外線露光装置をはじめとする紫外線リソグラフィ装置を活用

し，ナノ・マイクロデバイスの高機能化を実現する厚膜有機材料の３

次元加工とその応用研究，さらに計算機シミュレーションを利用した

プロセスの高精度化を目指した研究を推進。 

 


